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(57)  Referatas:

I§radimo objektas yra vielinio elektrodo elektrokibirk$tiniam gaminiy apdirbimui paruoSimo bldas, pagristas
tuo, kad vieliniam elektrodui prie$ kalibravima paeiliui atliekamos $ios operacijos: skerspjavio sumaZinimas,
difuzinis atkaitinimas oksiduojangioje aplinkoje, papildomas skerspijiivio sumazinimas ir rekristalizacinis atkai-
tinimas redukuojancioje aplinkoje.

I$radimas leidzia prailgiriti vielinio elektrodo tarnavimo laika ir padidinti elektrokibirkStinio apdirbimo tiksluma.
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[iradimas skirtas elektrokibirkstinio gaminiy apdirbimo technologijai, butent
viclinio elektrodo elektrokibirkstiniam gaminiy paruosimo budul.

Yra inomi vielinio elektrodo elektokibirkstiniam gaminiy apdirbimui paruosimo
biidai , naudojant vielg dengiantj sluoksuj.

I¥ Prancizijos paraiskos Nr 2523888 (Al) TPK B23P 1/12 yra Zinomas
elektrokibirkstinio gaminiy apdirbimo judandia viela biidas ir jam skirtas clektrodas.
Tokio biido metu naudojamas darbinis skystis, kurio pagrinding dalj sudaro vanduo,
sumazinantis vielinio elektrodo sulinkimo galimumg ir naudojant patobulintas
konstrukcijos elektroda. Toks elektrodas sudarytas i§ vielos ir polimero sluoksnio,
kurio terminio suirimo temperatara yra 100-500 0 . Sis sluoksnis pritvirtintas
dalinai padengiant vielos pavirsiy.

Europos patentinéje paraiskoje Nr0312679(A1), TPK B23H 7/08 aprasytas vielinis
elektrodas, Kurio tarnavimo laikas  Zymiai didesnis uZ tradiciniy vieliniy
elektrody. Tokiam elcktrodui paruosti ant vielos su Zema lydymosi temperatiira
wdedamas vienas ar keli apsauginiai sluoksniai. Po to vielinis elektrodas
atkaitinamas prie nustatytos temperaturos iki tol, kol nuo virSutinio apsauginio
sluoksnio iki vielinio strypo susidaro lydinys su mazé€janCiu Zemos temperaturos
sluoksniu, po to atausinama iki nustatytos temperatiros difuzinés bukles fiksavimui.
Vokietijos patentinéje parai$koje Nr 2906245, TPK B23P 1/12 aprasytas clektrodas
elektrokibirk$tiniam  gaminiy apdirbimui, jo paruosimo budas ir tokio budo
reanzavimo jrenginys. Bado esmé ghidi tamne, kad vielinis elcktrodas praleidZziamas
per galvanoplasting vonig, po to kalibruojamas it paduodamas | elektrokibirkstinio
gaminiy apdirbimo jrenginj.

Zinomo bido trikumas yra tas, kad tokiu biadu pagaminto vielinio elektrodo
tarnavimo laikas nepakankamas. Be to, ilgiau naudojant sumazeja
elektrokibirkstinio apdirbimo tikslumas .

Isradimo tikslas yra prailginti viclinio elektrodo tarnavimo laikg ir padidinti
elektrokibirkstinio apdirbimo tikslumg.

Tikslas pasiekiamas naudojant tokj vielinio elektrodo paruo$imo budg , kai
pries kalibravimg vieliniam elektrodui paeiliui atlickamos $ios operacijos:

sumazinamas skersinis pjavis, atliekamas difuzinis atkaitinimas oksiduojancioje
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aplinkoje, dar karty sumaZinamas skersinis pjuvis ir atlickamas rekristalizacinis
atkaitinimas redukuojancioje aplinkoje.

Silomy budg sudaro penkios stadijos. Pirmojoje stadijoje, dcformacijos
déka, priklausomai nuo vielinio clektrodo medziagos pasirinkimo, galima reikiamai
sumazinti viclos skerspjivi, lyginant su pradinés medZiagos skersmeniu.
Tolimesniame difuziniame atkaitinime oksiduojancioje aplinkoje atlickamas vielinio
elektrodo oksidinimas, be to difuzinio sluoksnio storj galima suderinti su serdies ir
apvalkalo naudojamomis medZiagomis.

Difuzinis sluoksnis uZtikrina virSutinio sluoksnio susidaryma, kuris gali buti
storesnis uZ vielos apvalkalg . Suoksidinto sluoksnio susidarymas padeda gauti
galimai Kietesnius pavir§inius sluoksnius arba sritis, o tai padidina clektrodo
atsparuma susidévéjimui. Be to, atkaitinimas turi teigiamg poveikj gam iniy pjovimo
nasumui .

Tre¥izicic stadijoje atkaitinamo vielinio elektrodo skerspjuvis toliau
sumaZzinamas iki tarpinio skersmens . Skerspjuvis sumazinamas todél , kad difuzinio
atkaitinimo metu elcktrodo struktira gali dalinai pasalinti pirmojoje stadijoje
susidariusias deformacijas. Antrojoje stadijoje susidariusi difuziniy sluoksniy plastine
deformacija praktiskai nejmanoma arba tik sglyginai jmanoma. Vis delto skerspjiivio
sumaZinimas galimas, kadangi $iuolaikiniy vieliniy elektrody serdis sudaryta i§ tokios
medZiagos, kaip pvz . vario arba vario ir cinko lydinio, kurig galima toliau plastiskai
deformuoti ir kuria galima jpresuoti | iSorinius kietus, principe nedctformuotus
difuziskai misrius kristz!us , jungianéius B ir v -fazes arba ir jy misrias fazes.

Tolimesnio rekristalizacinio atkaitinimo redukuojancioje aplinkoje metu
susidaro palyginamai stambiagriud¢ struktiira, jgalinanti atlikti penkts baigiamajq
stadija , t. y. viclinio clcktrodo kalibravimg iki galutinio skersmens .

Pagal i$radimg pagamintas vielinis elektrodas turi didelio tikslumo pavirsiaus
struktiirg, nes susidares po oksiduojancio difuzinio atkaitinimo deformacijos
procesas ir atlickamas tarp jy rekristalizacinis atkaitinimas patikimai pasalina vielos
pavirdiaus detektus, kurie pasireiskia oksiduotomis dalelémis . Be to , pagal iSradimg
paruostas vielinis elektrodas issiskiria dideliu  atsparumu, ypatingai dideliu
atsparumu tempimui taip, kad elektrokibirkstinese staklése elektrodag galima
pratraukti per gaminj, esant auk§tam mechaniniam jtempimui . Déka vielinio
elektrodo didelio atsparumo tempimui, aukStos kokybés ir paruosto pavirsiaus
tikslumo galima atlikti auksto tikslumo pjovimg .

Pirmojoje stadijoje skerspjuvio pasikeitimas sudaro 40 - 70 % medziagos

pradinio skerspjivio . [isant tokiam deformacijos laipsniui jgalinama tai , kad vielos
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Serdis arba viclos medZiagos gysla dar turi pakankamg galimybe tolesniam kit imui ,
kad po oksidacinio atkaitinimo galima biify atlikti tolesnj pakeitimg presuojant
kietus misrius kristalus ir jy suoksiduotas daleles .

Antrojoje  stadijoje geriausiai difuzinj atkaitinima atlikti 154 -0020C
temperatiroje . Atkaitinimo apdirbimui labiausiai tinka elcktrinis varZos atkaifinimo
metodas, indukcinis atba radiacinis atkaitinimas, nes i§ vienos pusés procesas vyksta
nepertraukiamai, o i§ kitos pusés tie metodai leidZia tiksliai valdyti atkaitmmmo
procesg . Be to, tikslinga atlikti atkaitining tick laiko , kad susidaryty 100 - 500 %
apvalkalo storio difuzinis sluoksnis . Sis apvalkalas Siuolaikininose vicliniuose
elektroduose yra pagamintas i§ cinko, kadmio, stibio, bismuto arba Kity metaly
lydiniy . PavyzdZiui, jei apvalkalas arba padengimas turi 20 o m , tai geriausial
isgauti difuzinj sluoksnj 40 - 100 p m storio .

Tredios stadijos deformacinis laipsnis sudaro 40 - 70 % , perskaiciavus | viclos
skerspjiivi po deformacijos pirmojoje stadijoje . Si deformacija salygoja pakankama
vielinés medziagos sukietéjima. o i§ kitos pusés salygoja tai, kad susidarg difnzinio
atkaitinimo metu oksidai gali pakankamai jsisprausti  minkstesng Serdics medziagg .

Ketvirtas stadijos rekristalizacinis atkaitinimas vyksta 600 - 8500C
temperatiroje, daZniausiai krosnyje redukuotoje aplinkoje sickiant rekristalizuoti
vielinio elektrodo pavirsiy .

Penktojoje stadijoje, kalibruojant priklausomai nuo pageidaujamo vielinio
elektrodo galutinio atsparumo, atlickama deformacija 10 - 80 % , skaic¢inojant pagal
turimg vielinio elektrodo skerspjuvi .

Zemiau aprasylas pavyzdys iliustruoja sitlomg budg . Paveiksluose 1 -5
pateiktos, paruosty pagal pavyzdi, vieliniy elektrody slify fotografijos .

Pav . 1 pavaizduotas pradinio vielinio elektrodo 8lifas .

Pav . 2 pavaizduotas vielinio elektrodo §lifas po pirmos ir antros operacijos .
Si struktira jau sumaZinta per skerspjuvj ir praéjusi difuzinj atkailinimg
oksiduojancioje aplinkoje .

Pav . 3 pavaizduotas §lifas po treciosios operacijos , kurios metu buvo atliktas
tolimesnis skerspjiivio sumazinimas, be to virsutiné Kietoji faze, gauta diluzinio
atkaitinimo antrojoje [azéje, jpresuojama j minkstesne Serdies medZiagg .

Pav . 4 pavaizduotas vielinio elektrodo slifas po ketvirtosios operacijos , L.y .
po rekristalizacinio atkaitinimo redukuojancioje aplinkoje . Ten aiSkiai matosi , kad
virSutinis sluoksnis, t . y . apvalkalas turi palyginti stambesnius grudelius . kurie

susidaré rekristalizactjos metu .
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Pav. 5 pavaizduotas atitinkamai radimui paruosto vielinio elektrodo
galutinés buklés slifas , kuriame matosi , kad vielinis elektrodas turi gricztai atskirtus
vieng nuo kito apvalkalg ir §erdj, bet jy struktura ispildyta tolygiai .

Paruostas pagal iSradimg vielinis clektrodas turi minimaly atsparuma

tempimui, kuris sudaro daugiau kaip 400 N/ mm .

PAVYZDYS.

Daugkartinio vielos traukimo stakliy pagalba pradinio vielinio 0.8 mm
skersmens elckirodo , sudaryto i§ 80 % vario ir 20 % cinko lydinio su 10 & m storio
cinko apvalkalu , skerspjuvi swmazZina 65 % . Toliau atlickamas difuzinis
atkaitinimas 750°C temperatiiros aplinkoje , t . y. ore . Atkaitinimas atlickamas iki
24 p m storio difuzinio sluoksnio susidarymo . Sis storis lygus 240 9% vielinio
elektrodo apvalkalo storiui . Toliau dar kartg daugkartinio tempimo stakliy pagalba
40 % sumazinamas skerspjiivis , perskai¢inojant pagal skerspjiivj , gauta po pirmos
deformacijos stadijos . Galutinis vielinio elektrodo skersmuo 0,2 mm . Véliau
vicliniamn elektrodui atlickamas rekristalizacinis atkaitinimas azoto aplinkoje prie
650°C temperaturos.. Tokiu biidu paruostas vielinis elektrodas turi ilgesnj tarnavinio
laikg , negu Zinomas iki 8iol vielinis elektrodas . Be to , ilgai naudojant clektrodg ,

gaminio tikslumas clektrokibirkstinio apdirbimo metu nesumazéja .
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APIBRIZTIS

1.Vielinio elcktrodo elektrokibirkstiniam gaminiy apdirbimui paruosimo
budas , kalibruojant viclinj elektrods iki galutinio skersmens ,
besiskiriantis tuo, kad vicliniam elektrodui pries kalibravimg sumazina
skerspjiivy , atlicka diluzinj atkaitinimg oksiduojancioje aplinkoje | toliaa papildomai
sumaZzina skerspjivy ir atlicka rekristalizacinj atkaitinimg redukuojancioje aplinkoje .

2. Bidas pagal 1 punktgbesiskiriantis tuo, kad skerspjuvi sumazina
ik140 - 70 % deformacijos laipsnio , skai¢iuojant pagal pradinj skerspjivj .

3. Budas pagal 1 ir 2 punktus ,besiskiriantis tuo, kad difuzinj
atkaitinimg atlieka prie 454 - 902°C temperatiiros.

4. Budas pagal 1 ir 3 punktus ,besiskiriantis tuo, kad difuzinj
atkaitinimg vykdo iki difuzinio sluoksnio susidarymo storiu , lygiu 100 -500% vielinio
elektrodo apvalkalo storiui .

5. Budas pagal 1 - 3 punktusbesiskiriantis tuo, kad difuzinj
atkaitinimg vykdo elektrinio varzos atkaitinimo bidu , indukciniu arba radiaciniu
atkaitinimu .

6. Budas pagal 1 -5 punktus,besiskiriantis tuo, kad papildomai
sumazina skerspjiivj iki 40 - 70 % deformacijos laipsnio, skai¢iuojant pagal skerspjuvj
Po jo sumazinimo .

7. Budas pagal 1 - 6 punktusbesiskiriantistuo, kad rekristalizacinj
atkaitinimy vykdo prie 600 - 8500 C temperatiiros .

8. Budas pagal 1 - 7 punktus,besiskiriantistuo, kad rekristalizacing
atkaitinimg vykdo redukuojanéioje aplinkojc .

9. Budas pagal 1 - 8 punktusbesiskiriantistuo, kad kalibruojant
deformuoja 10 - 80 % .



	Bibliography
	Claims
	Description
	Abstract

